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RESUMO

Este trabalho iniciado em agosto de 2004 tem como objetivo montar um equipamento
de tocha de plasma para sintetizagdo de filmes super duros. Para isto foi necessario o estudo
de aplicac¢des a vacuo e propriedades de plasmas, tais como: temperatura de elétrons e ions,
densidade, caracteristicas elétricas, curva tensdo em funcdo de corrente e os métodos de
caracterizagdo por meio de sondas eletrostaticas.

Durante o trabalho foi feita a montagem de um sistema de vidcuo que estava
desativado ha varios anos e em seguida as bombas de vacuo foram acionadas para se obter a
curva de variacdo da pressio em funcdo do tempo para este sistema. Hoje o aparato
experimental esta montado e pronto para operar.

Para o préximo periodo serdo realizadas caracterizagdes elétricas da tocha de plasma,
bem como a determinac¢do dos parametros de plasma, com isso sera possivel determinar a
configuragdo 6tima para os eletrodos, e projeto de um novo canhéo.
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